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引  言

  JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制修订工作的基础性系列

规范。
本规范是对JJG550—1988 《扫描电子显微镜 (试行)》的修订。修订过程中参照

了GB/T20307—2006 《纳米级长度的扫描电镜测量方法通则》和GB/T27788—2011
《微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则》。与JJG550—1988相比,除编辑性修

改外,主要技术变化如下:
———增加了扫描电镜测长示值误差的校准;
———增加了Y 方向的测长示值误差校准;
———删除了真空度的测量;
———删除了X射线泄漏量的测量;
———增加了附录B “比例尺校准值”。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG550—1988。
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扫描电子显微镜校准规范

1 范围

本规范适用于扫描电子显微镜的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T20307—2006 纳米级长度的扫描电镜测量方法通则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 标准样板 referenceartifact
具有多个等间距栅格的样板,其栅格间距经过国家法定计量检定机构校准,间距值

溯源到国家基准。

4 概述

扫描电子显微镜 (以下简称 “电镜”)利用聚焦的电子束在样品表面逐点扫描,电

子与样品作用产生二次电子信号以及背散射电子信号,由此获得表面形貌图像,可以达

到纳米级的分辨力。其结构示意见图1。

图1 扫描电子显微镜结构示意图

1—电子枪;2—聚焦透镜;3—扫描线圈;4—信号探测器;5—样品;6—样品室;7—真空系统

5 计量特性

电镜计量特性见表1,性能指标供校准时参考。
1

JJF1916—2021




